OLYM Pus® Digitales Mikroskop

DSX1000

Erreichen Sie mehr mit Inrem digitalen Mikroskop




Intelligente Innovation

Schnelle Fehleranalyse mit garantierter Genauigkeit und
Wiederholbarkeit




Vielseitige Betrachtung -
von Makro zu Mikro

» GroBe Auswahl an Objektiven flr die
geeignetste ergréBerung und Aufldsung mit
optimalem Arbeitsabstand je nach Probe

» Freiwinkel-Mikroskopiesystem

Mehrere
Mikroskopieverfahren
mit einem einzigen Klick

» Wechsel zwischen Objektiven und
Mikroskopieverfahren auf Knopfdruck

» Alle Mikroskopieverfahren sind mit allen
VergroBerungen einsetzbar

Zuverlassige
Ergebnisse mit garantierter
Genauigkeit und Prazision

» Genaue Messungen mit einem
telezentrischen optischen System

» Garantierte Genauigkeit und
Wiederholbarkeit bei allen
VergréBerungsstufen




Vielseitige Betrachtung - von Makro zu Mikro

Schragbetrachtung
(+90°)

Max. 66 mm
Arbeitsabstand

Motorisierter
XY-Tisch mit
Rotation
(£ 90°)

GroBer
VergréBerungsbereich:
20X bis 7000X

Der VergréBerungsbereich von 20X bis 7000X des Mikroskops ermdglicht leistungsstarke Ubersichtsbeobachtungen mit hoher
und geringer VergréBerung, um nahtlos zum Mikrometerbereich zu zoomen und dort detaillierte Analysen vorzunehmen.

Mit der Scharfentiefe und einem langen Arbeitsabstand kénnen auch groBere Objekte untersucht werden, wahrend das
Freiwinkel-Mikroskopsystem die Betrachtung des Objekts aus vielen Richtungen ermdglicht.



Das Werkzeug zur Bewaltigung inrer Prufherausforderung

Voruntersuchung und Analyse im Mikrometerbereich mit einem System

Friher wurde ein Mikroskop fUr eine starke und geringe VergréBerung fur die Durchfiihrung einer Prifung bendtigt.
Austauschen der Proben zwischen den Mikroskopen war zeitaufwendig und erforderte viele Einstellungsdnderungen.

DSX1000

- Bessere Objektive bieten eine
hoéhere Auflésung

- Langer Arbeitsabstand

- Hohe Scharfentiefe

- Schneller und einfacher

Objektivwechsel

DSX1000 Durchfiihren der gesamten Priifung mit einem bedienerfreundlichen System.

Bilder mit hoher Auflésung und starker VergréBerung

Bei der Prifung ungleichmaBiger Proben <P I Konventionelle digitale

ist es wichtig, einen sicheren Abstand . : 0 SPl  Mikroskopie DSX1000
zwischen dem Objektiv und der Probe A F -
einzuhalten, um sie nicht zu beschadigen.
Um Einzelheiten zu erkennen muss die
VergréBerung verringert werden, aber dies
fUhrt normalerweise zu einer schlechten

Aufldsung.

DSX1000

Bilder von hoher Qualitiat mit starker VergréBerung und erweiterten Optiken.

Geringes Risiko die Probe zu beschéadigen DSX1000

Wenn der Abstand zwischen Objektiv
und Probe zu kurz ist, kann dies auf
die Probe fallen und mdéglicherweise
beschadigt werden.

DSX1000 Betrachtung ungleichmaBiger Proben ohne sie zu beschadigen.




Objektivauswahl je nach Analyse

Dank einer Auswahl an 17 Objektiven, einschlieBlich einem sehr langen
Arbeitsabstand und Optionen fiir eine hohe numerische Apertur, kbnnen ganz
unterschiedliche Bilder erhalten werden.

FUr weitere Informationen zu
Objektiven siehe Seite
27 bis 28.

Betrachtung des kompletten Bildes: dank eines 20X bis 7000X VergroBerungsbereichs

Problemloses Andern der VergréBerung fir eine umfassende Analyse oder fir eine detaillierte Betrachtung auf Knopfdruck.

20X 100X

2000X



Geringes Risiko die Probe zu beschadigen

Das DSX1000 System bietet eine groBe Schérfentiefe und einen langen Arbeitsabstand, sodass ungleichmaBige Proben mit
geringerem Schadensrisiko betrachtet werden kénnen.

SXLOB Serie

Hohe Auflésung und ein langer Arbeitsabstand in einem Objektiv

Objektive verbinden eine hohe Aufldsung mit einem langen Arbeitsabstand flr die Analyse ungleichmaBiger Proben, wie
Fahrzeug- und Maschinenteile, die frUher mittels eines optischen Mikroskops schwierig zu untersuchen waren.

XLOB Serie
Hervorragende Auflésung mit einer 0,95 numerischen Apertur

Das digitale DSX1000 Mikroskop profitiert von allen Vorteilen der optischen Mikroskopobjektive. Ihre chromatische Aberration
ermdglicht die Erkennung feiner Details in der Probe.

UIS2-Serie



Fir eine Probenbetrachtung aus

verschiedenen Winkeln

Schragbetrachtung (+ 90°)

Das euzentrische optische Design unterstitzt ein groBzigiges
Sehfeld, wenn das Stativ geneigt oder der Tisch gedreht ist,
wodurch die Probe aus verschiedenen Winkeln betrachtet
werden kann. Dank dieser Flexibilitat kann die Probe nicht nur
von oben betrachtet werden, sodass auch schwer erkennbare
Fehler auffindbar sind.

Rotationsbetrachtung (= 90°)

Der Tisch ist bis zu 90° drehbar, was fur noch mehr Flexibilitat
bei der Probenbetrachtung sorgt.

+ 45° +90° - 90°




Uber alle Winkel Bescheid wissen

Das System erfasst den Neigungs- und Drehwinkel flr jedes Verstellbarer Winkelsensor
Bild automatisch.

.

Rotationsbewegung des Tisches

Neigungswinkel: 45°

Aufzeichnungsfunktion im Mikrometerbereich

- e . " . -

Fur einen Uberblick wahrend der Priifung. Das System
zeigt den aktuellen Priufbereich im Gesamtbild an, auch im
VergréBerungsmodus.

. {Momrized stage:l

Bedienerfreundliche Konsole

XY-Tisch und Z-Antrieb mit Joystick Schnelles Bewegen der Zoomkopfeinheit

durch Einstellen des Feinfokustriebs.



Mehrere Mikroskopieverfahren mit einem einzigen Klick

N

Ersetzen
in einem Schritt

Verschiebbarer
Objektivrevolver

Sofortiges
Umschalten

Sechs
Mikroskopieverfahren

A OBQ DF MIX PO DIC

Konsole

Einfache
Bedienung

-

Das DSX1000 Mikroskop bietet flexible Einsatzmoglichkeiten, um den Prifablauf zu beschleunigen und zu vereinfachen. Das
Andern der Betrachtung verlangt nicht mehr als das Drehen eines Einstellrads. Und mit nur einem einzigen Klick kann zwischen
sechs verschiedenen Mikroskopieverfahren umgeschaltet werden.



Sofortiges Umschalten spart Zeit

Konventionelle Systeme bieten nur ein oder zwei Mikroskopieverfahren, was die Erkennung in Proben einschrankt.
Das DSX1000 Mikroskop bietet verschiedene Mikroskopieverfahren, aus denen das geeignetste Verfahren je nach
PrUfanforderung gewahlt werden kann.

Unterstltzte Mikroskopieverfahren von konventionellen digitalen Mikroskopen

- Mikroskopieverfahren A | Mikroskopieverfahren B | Mikroskopieverfahren C

ObjektivvergréBerung A
ObjektivvergréBerung B

ObjektivvergréBerung C

Das Austauschen der Objektive ist bei Mikroskopen im Allgemeinen umstandlich und eventuell werden nicht alle
Mikroskopieverfahren unterstitzt.

Umschalten ischen 6 verfiigbaren Mikroskopieverfahren mit einem einzigen
DSX1000 Mausk“ck. ZWI \'/ ug 1 piev 1 1 INzig
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Schnelles und einfaches Andern der VergroBerung

Bei einigen digitalen Mikroskopen muss das Objektiv zur Anderung der VergroBerung ausgetauscht werden. Dies kann ein
zeitaufwendiges Verfahren sein und méglicherweise muss das Kamerakabel jedes Mal entfernt und die Software neu gestartet
werden. Wahrend dieser Zeit kann der Uberblick Uiber die Probe verloren gehen, und es muss erst zur richtigen Stelle navigiert
werden.Das DSX1000 erméglicht eine einfache und schnelle Anderung der VergréBerung von Makrometer auf Mikrometer,
wodurch das Zielobjekt nicht aus dem Auge verschwindet.

Schnelles Andern der VergréBerung mit einem
schiebbarem Objektivrevolver

Zwei Objektive kénnen an der Zoomkopfeinheit gleichzeitig Vorderes Objektiv Hjntere Position des Objektivs

befestigt werden und schnell durch Verschieben der : vroc Asser wan
VergréBerungsanderung ausgetauscht werden. ' —
|1||||||!||||||1||'||||!|||!|||||||-|:||||||} E

Objektivvorrichtung ist sofort austauschbar
Es kann schnell zwischen Objektiven umgeschaltet werden,
um die geeignetste VergréBerung fur die Prifung zu

finden. Werden Objektive ersetzt, werden die Angaben von Schnell verschiebbare Objektive fir VergréBerungswechsel
VergréBerung und Sehfeld automatisch aktualisiert.

Befestigungsvorrichtung von einem Objektiv Vorrichtung mit zwei Objektiven

- :

Objektivwechsel in einem Schritt

Schneller motorisierter optischer Zoom
VergroBern und Verkleinern erfolgt lediglich durch das Drehen
des Einstellrads. Der optische Zoomkopf deckt einen groBen
VergréBerungsbereich mit einem einzigen Objektiv ab. Er

ist vollstandig motorisiert, wodurch haufige Fehler eliminiert
werden, die bei manueller Zoomeinstellung auftreten kdnnen.

Einstellrad

[

Ein einziges Objektiv unterstitzt einen 10X VergroBerungsbereich.



Andern der Mikroskopie- und Beleuchtungsverfahren auf Knopfdruck

Bei einigen Mikroskopen sind die Beleuchtungsverfahren abhangig von der Objektivwahl und die Anderung der Beleuchtung
kann zeitaufwendig sein. Das DSX1000 System beschleunigt und vereinfacht den Arbeitsablauf — nur durch einen Knopfdruck.

BF OBLIQUE DF MIX PO DIC

. N Differenzieller
Hellfeld Schragbetrachtung Dunkelfeld MIX Polarisation Interferenzkontrast

Einfache Lichtanderung mittels Einstellrad

*Die Beleuchtung wird je nach Mikroskopieverfahren unterschiedlich angepasst.

Bedienerfreundliche Konsole

Die Konsole fur mehrere Funktionen unterstitzt eine schnelle Arbeitsdurchfiihrung. Beispielsweise einfaches Aufzeichnen von
2D/3D-Bildern oder Bewegen des XYZ-Tisches mit einem Mausklick.
Einstellrad fur Feintrieb

(Zum Anpassen der
Drehknopf fur Beleuchtung Einstellrad fur XY-Tisch Z-Richtung)

Funktionstasten
fur 2D- oder 3D-Aufzeichnung, Stitching- Tasten zum Umschalten
Modus und Bildverbesserungsfunktion des Mikroskopieverfahrens Drehknopf fur Helligkeit

12



Integrierte Mikroskopieverfahren MIX (Hellfeld + Dunkelfeld)

Problemloses Umschalten zwischen Hellfeld (BF), Licht stammt von der

Schragbetrachtung oblique, Dunkelfeld (DF), Ringbeleuchtung des Objektivs

MIX (BF und DF), einfache Polarisation (PO), Problemloses Erkennen von Kratzern und Fehlern

Differentialinterferenzkontrast (DlC) und erfolgt durch die Kombination von Erkennung mittels
. ’ . Dunkelfeld (DF) mit der Sichtbarkeit von Hellfeld (HF),

Kontrastverstarkungs-Beobachtungsfunktionen. was bisher mit einem konventionellen Mikroskop

Diese Flexibilitat ermdglicht jede Prufaufgabe mit dem schwierig aufzufinden war.

Mikroskop zu handhaben.

HF (Hellfeld) PO (Polarisation)
Geeignet fiir flache Proben Ausgelegt fiir polarisierende Proben
Auf einer verspiegelten Oberflache sehen Kratzer Diese Methode wird durch zwei rechtwinkelig
auf der Oberflache dunkel aus, wodurch sie ausgelegte Polarisationsfilter erméglicht, je nach den
hervorstechen. Polarisationseigenschaften der Probe.

agbetrachtung) DIC (Differ
Verbesserte Ansicht ungleichméBiger Anzeige ungleichmaBiger, fremder
Oberflachen Partikel, Kratzer und anderer Fehler
Dieses Verfahren verbessert die Anzeige einer im Nanometerbereich
ungleichmé&Bigen Oberfléche, indem Licht nur aus Dieses Verfahren ermoglicht die Anzeige
einer Richtung eingestrahlt wird. Diese Methode ungleichmaBiger Oberflachen im Nanometerbereich.
eignet sich fr ungleichméaBige oder gewellte Proben Es eignet sich zur Priifung von Wafern, Folien, LCD
und Schnittspuren. ACF und Glasoberflachen.

DF (Dunkelfeld) Kontrast (Co
Geeignet fiir die Erkennung von Hervorheben der Probenkontur
Kratzern und &hnlichen Fehlern Dieses Verfahren verbessert den Kontrast durch
Gestreutes oder reflektiertes Licht wird schrég auf Verkleinern der Aperturblende des Elements, was
die Probenoberflache gestrahlt, um Staub, Kratzer scharfe Bilder mit lebhaften Farben erzeugt. Helle Teile
und andere Objekte hervorzuheben. Staub und sehen heller aus und dunkle Teil sehen dunkler aus.

Kratzer erscheinen hell im Sichtfeld.




Minimierung von Lichtreflexen

Der Adapter streut das Licht, um die Lichtreflexe und
verdunkelte Flanken auf einer Probe, wie eine zylindrische
Metalloberflache zu vermeiden.

Ohne Adapter

Reflexionen aufheben

Bei Betrachtung einer Folienoberflache oder einer Probe
durch ein durchsichtiges Medium, wie Glas, kann ein
Teil der Oberflache sehr hell aussehen. Eine optische
Polarisationsplatte wird mit dem Adapter eingesetzt, um
Blendung zu verhindern.

Ohne Adapter Mit Adapter
Bilder von hoher Auflésung mit hoher
Prifgeschwindigkeit

Der erweiterte Algorithmus des Mikroskops ermdéglicht die
schnelle Aufnahme von 3D-Bildern auf Knopfdruck.

Vollstandig scharfgestelltes ~ 3D-Bild
Bild

Erhalt eines Bildes mit groBem Sehfeld durch das Verbinden von Bildern

Panoramabilder mit automatischer
Stitching-Funktion
Erfassung von 3D-Bildern Uber einen groBen Bereich im

Ubersichtsbild. Stitching von fokussierten Bildern zur
Betrachtung der Probe im Sichtfeld des Mikroskops.

Panoramabild

14
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Zuverlassige Ergebnisse mit garantierter®
Genauigkeit und Prazision

Mit dem telezentrischen optischen System des Mikroskops lassen sich hochprazise Messungen durchflhren. Durch die
garantierte Genauigkeit und Prazision kdnnen Sie den Ergebnissen vertrauen.

*Um die XY-Genauigkeit zu garantieren, bedarf es einer Kalibrierung, die von einem Servicetechniker von Olympus durchgeflihrt werden muss



Garantierte Messprazision

Zuverlassige Messungen

Die Prazision vieler digitaler Mikroskope und optischer Mikroskope fur allgemeine Anwendungen ist nicht garantiert.

Konventionelle manuelle Messung DSX1000 mit Messgenauigkeit

HHHHH

10 um

Praziser Wert

DSX1000 Zuverlidssige Messergebnisse mit garantierter* Messprazision.

Kalibrierung vor Ort

Auch wenn die Messprazision des Mikroskops zum Zeitpunkt der Lieferung garantiert war, kdnnen die Ergebnisse nach der
Installation Ungenauigkeiten aufweisen.

Ublicherweise gibt es kein Kalibrierzertifikat DSX1000 mit Kalibrierzertifikat

DSX1000 Zuverlidssige Messung mit einer Kalibrierung vor Ort.

16
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Hochprazise Messungen

Bei der Bildwiedergabe von groBen Proben mit einem konventionellen Mikroskop kann ein Konvergenzeffekt auftreten,
wodurch die GroBe eines Objekts je nach Fokus unterschiedlich aussehen kann. Dieser Effekt erschwert die Durchflihrung
genauer Messungen. Die telezentrischen Optiken des DSX1000 Systems verhindern einen solchen Effekt, um eine bessere
Messgenauigkeit zu erzielen. Fur hochprazise Messungen ist das DSX1000 die beste Wahl.

Konventionelle digitale Mikroskopie DSX1000
(nicht telezentrisches optisches System) (telezentrisches optisches System)
Die GroBe ist zwischen der rechten und linken o Die GroBe ist zwischen der rechten und linken
Kante in einem Sehfeld unterschiedlich. Kante in einem Sehfeld gleichbleibend.

Was ist ein telezentrisches optisches System?

Telezentrische Objektive haben in der Mitte sowie an den Kanten des Bildes im Sehfeld die gleiche Helligkeit. Auch
beim nach oben und unten Bewegen der Probe, bei der Fokuseinstellung, wird mit den telezentrischen Objektiven
die BildgréBe (VergroBerung) beibehalten. Dieses optische System ermdglicht das Erfassen eines Bildes einer
kompletten Probe, mit der Oberflache nach oben weisend, was die Messprazision erhoht.

Nicht telezentrisches optisches System ) Telezentrisches optisches System

Beim Messen des Abstands zwischen zwei Punkten in den Bildern Das Messergebnis in den Bildern ist Uber- und unterhalb des Fokus das
Uber- und unterhalb des Fokus, kdnnen Ergebnisse abweichen. gleiche.

Normale Objektive Telezentrisches Objektiv

1§ :
/I\ I/
dim dim

Mit einem normalen Objektiv Mit einem telezentrischen
kann die Zielstelle teilweise Objektiv wird die Zielstelle nicht
durch Unebenheiten verdeckt bleiben. durch Unebenheiten verdeckt.
Bilder sind Die BildgroBe 7)) ] (1 Y|
unterschiedlich groB. bleibt die gleiche. o
Unterhalb des Fokus Unterhalb des Fokus



Genauigkeit und Wiederholbarkeit

Messgenauigkeit und Wiederholbarkeit sind bei allen
VergroBerungsstufen garantiert, sodass die Messergebnisse g

. Wiederholbarkeit
zuverlassig sind.
. Wiederholbarkeit
v o
Messobjekt: [1,00]mm Standard-Skala \ und Genauigkeit
Messrate Messergebnis
2 1,02 mm
3 0,99 mm /
— -
4 1,01 mm
5 1,0 mm Genauigkeit
6 1,0 mm
7 0,99 mm
Messrate Mittelwert
7 1,00 mm ———— TR Calibration

RCLOOS10

Garantierte Messfunktionen in jeder Betriebsumgebung

Beim Kauf eines DSX1000 Systems erfolgt die Kalibrierung Verschiedene Zertifizierungen
durch einen Techniker vor Ort, sodass die gleiche Genauigkeit
wie vor der Versendung besteht.

[ X109 Trasaabébny Satam

Prazise Messungen beibehalten

Um Schwankungen der
Messprazision zu reduzieren,
mussen die Objektive und die
VergroBerungsverhaltnisse
kalibriert werden.
Normalerweise ist dies ein
zeitaufwendiges Verfahren,

doch dank der automatischen :
Kalibrierfunktion kénnen die e

=

|
Kalibriereinstellungen schnell
und einfach erfolgen.

KalibrierungsmaBstab

18
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Leistungsstarke Funktionen fur eine hohe Wertigkeit

GleichmaBige Echtzeit-Bildgebung mit einer schnellen
Bildfrequenz von 60 fps Bildfrequenz

Mit der gleichen Technologie des High-End-Modells,

liefert das DSX1000 Uber digitale Spiegelreflexkameras

mit Einzelobjektiv eine gleichmaBige Bildgebung bei einer
Bildfrequenz von 60 fps. Die Bilder bleiben scharf, selbst beim
Bewegen der Probe.

Bildgebung mit hoher Auflésung fiir eine hohe Farbwiedergabe

Es kdnnen Bilder mit einer hohen Auflésung, einer hervorragenden Farbwiedergabe und einer kleinen DateigréBe im integrierten
3-CMOS-Kameramodus erhalten werden.

1 2 Umschalten zum rechten Bild

—

4 Umschalten zum rechten Bild

3 Umschalten zum unteren linken Bild

TIIIrr

—=

Kein 3-CMOS-Modus Mit 3-CMOS-Modus

Mit dem DSX1000 System kann die gleiche Bildqualitat erreicht werden, wie mit
einer Kamera mit drei Kameraplatten zur Bildaufzeichnung, nach Verschieben der
Sensorposition.

Scharfe Bilder mit geringer
VergroBerung ohne Uberstrahlung

Bildvorschau mit 6
Mikroskopieverfahren

Sofortige Anzeige von Probenbildern, die mit 6 verschiedenen
Mikroskopieverfahren erfasst wurden, mit nur einem

Klick. Wahlen Sie das geeignetste Probenbild aus und die
Einstellung wird automatisch konfiguriert, um das Beste aus
dem Mikroskopieverfahren herauszuholen.

Die fortschrittliche optische Technologie des Mikroskops
verhindert die Uberstrahlung des Objektivs, die bei geringer
VergréBerung haufig auftritt, wodurch scharfe Bilder erzeugt

werden.
DSX1000

Hest Tmage




Abruf optimaler Mikroskopiebedingungen

Das erfasste Bild enthalt Informationen zu den
Bildbedingungen. Diese kénnen durch einen Klick auf das Bild
abgerufen werden, was eine Betrachtung des Bildes mit den
gleichen Bedingungen und Einstellungen erleichtert.

Probe A Probe A
— [Er :
Probe Probe
ahnelt 5 ahnelt
Probe A . Probe A

B

Die Aufnahmebedingung wird zu
jedem Bild gespeichert. Mit nur einem
Klick kénnen diese Bedingungen neu
geladen werden.

Schneller Abruf der

Bildaufnahmebedingungen
flr eine effiziente Analyse.

Verschiedene Messmethoden

Das System unterstitzt nicht nur 2D-Messungen von
Eigenschaften, wie Linienstarke, Oberflache, Winkel

und Durchmesser, sondern auch 3D-Messungen von
Eigenschaften, wie Hohe, Volumen und Querschnittsbereich.

Leistungsstarke Bildanalysesoftware

Die OLYMPUS Stream Bildanalysesoftware erleichtert gewisse
Analysen, wie die KorngréBenanalyse. Die OLS5000-BWS
Software macht die Prifung, von der Datenerfassung bis zur
Berichterstellung, effizienter.

Minimieren der Lichthofbildung

Die HDR-Funktion kombiniert mehrere erfasste Bilder bei
verschiedenen Belichtungszeiten, um die feinen Strukturen
in hellen und dunklen Bereichen anzuzeigen, wobei
Lichthofbildung und Blendung von reflektierenden Proben
beseitigt wird.

Messung der Oberflachenrauheit

Die abgebildete Oberflachenbeschaffenheit ist durch eine
quantitative Rauheitsmessung der Linien und Oberflache,
mittels Ra- und Rz-Parametern, leicht zu erkennen.

B SA—S

Sa 21.104 (um Sak 0.531
Sk 1.996 Sp 46.136 [um]
v 28.662 (um] Sz 74.798 [um]

Sa 18.311 (um)

Flexible Berichterstellung mit einem Klick
Sofortiger Ergebnisbericht im gewlnschten Format. Dieses
Werkzeug unterstltzt die Dateiformate Excel, PDF und RTF,
sowie zusatzliche DSX-spezifische Formate. Der Bericht ist je
nach gewtnschtem Format konfigurierbar.
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Automobilindustrie

Betrachtung von Fremdsubstanzen auf der Oberflache von
lackierten Karosserien zur ldentifizierung des Ursprungs der
Verunreinigung

Lackierte Karosserie

Klare Betrachtung von Details bei gleicher VergréBerung.

Die Probe ist verschwommen, wenn ein konventionelles Objektiv (1700X) Erkennung von Fremdsubstanzen dank einer klaren Visualisierung, sogar der
verwendet wird Luftblasen drumherum (DSX1000, 1700X)

Betrachtung des Querschnitts von Kiihlerrippen fiir die Erkennung von
SchweiBBdefekten

Querschnitt von
Kuhlerrippen

Mit einigen Systemen war die Auswahl des besten Mikroskopieverfahrens zeitaufwendig. Mit dem
DSX1000 System erfolgt die Auswahl des Mikroskopieverfahrens auf Knopfdruck.

Die Probe ist verschwommen, wenn ein konventionelles Objektiv (1700X) DSX1000 mit Polarisation (300X), klare Visualisierung vom Abldsen der
verwendet wird SchweiBnaht



Metall

Betrachtung einer frakturierten Metalloberflache, um die
Schadensursache zu analysieren

Frakturierte Metalloberflache

Betrachtung eines groBBen Bereichs kann mit starker VergréBerung und Stitching-Funktion durchgefuhrt
werden, doch mit einigen konventionellen Systemen bleiben die Bildkanten zusammengeflgter Bilder
sichtbar. Der verbesserte Stitching-Algorithmus des DSX1000 bietet klare Bilder ohne sichtbare Bildkanten.

A 2 x 2 zusammengeflgtes Bild (1000X)

Betrachtung groBer Proben ohne Blendung

Bohreinsatze

Die Helligkeit kann bei der 3D-Betrachtung groBBer Proben leicht ungleichmaBig verteilt sein, was es
schwierig macht, die gesamte Probe zu sehen. Erhalten Sie einen klaren blendfreien Uberblick einer
groBen Probe mit dem DSX1000 Mikroskop.

Mit einem herkémmlichen Objektiv (24X) erschwert ungleichmaBige Helligkeit den Einfache Betrachtung (24X) des beschédigten Bereichs mit dem DSX1000 dank
beschadigten Bereich zu sehen der gleichmaBigen Beleuchtung
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Elektronische Bauteile

Messung der Ablésung von integrierten Schaltkreisen (IC) zur
Identifizierung der Schadensursache

IC-Wafer vor dem Zurechtschneiden

Nicht jedes digitale Mikroskop garantiert die Genauigkeit und Wiederholbarkeit der Messung bei allen

VergrdBerungsstufen. Die Messergebnisse des DSX1000 sind verlasslich mit garantierter Messgenauigkeit
und Wiederholbarkeit.

Bilder (2500X) mit Differenzialinterferenzkontrast (DIC) - deutlich sichtbare Kanten der Fragmentierung

Oberflachenpriifung auf Fehler und externe Gr6Benmessung von
mehrschichtigen Kondensatoren

IC-Substrat

Spiegelung zwischen Kondensator und Dielektrikum stellt eine Herausforderung bei der Betrachtung
der gesamten Oberflache fUr ein konventionelles Mikroskop dar. Durch die Auswahl des geeigneten
Mikroskopieverfahrens mit dem DSX1000 kann das beste Bild gefunden werden.

Hellfeldmikroskopie (15600X), Oberflachenbetrachtung und externe GroBenmessung kann gleichzeitig durchgefihrt
werden
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Andere Analyseanwendungen

Analyse von Eigenschaften und Fehlern im Querschnitt

von metallischen Materialien

Polierte Probe

Mit dem DSX1000 System und der OLYMPUS Stream Software lassen sich ein vollstandig scharfgestelltes
Bild des gesamten Objekts erstellen, ungeachtet der Unebenheiten und Neigung der polierten Oberflache.
Dies macht erneutes Polieren Uberflissig, was die fur die Prifung aufgewendete Zeit und Mihe reduziert.
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Mit herkdmmlichen Objektiven (100X) ist die Probe nur teilweise im Fokus Mit DSX1000 Objektiven (100X) ist die gesamte Probe komplett fokussiert,

ungeachtet von UnregelmaBigkeiten

Analyse von Glasfasern und Harzen im Querschnitt einer
Glasepoxidprobe von einer Leiterplatte

Leiterplatte

Die Glasepoxidprobe ist ungleichmaBig aufgrund der Atzschichten, wodurch eine klare Fokussierung fir
das Mikroskop erschwert wird. Die Scharfentiefe und Auflésung der DSX1000 Objektive erzeugen klare
Bilder des gesamten Querschnitts.

Dunkelfeld (700X), einzelne Glasfasern sind deutlich erkennbar

24



Auswabhl

‘Modell mit schwenkbarem
Stativ

‘Modell mit hoher Auflésung High-End-Modell

Modell Einstiegsmodell

Geeignet zur Analyse von
unregelmaBig geformten
Proben

Analyse verschiedener
Probenarten mittels mehrerer
Mikroskopieverfahren

Grundlegende Funktionen
und leicht zu bedienen

Erweiterte Analyse mit Bildern

Feature / Kundennutzen von hoher Auflésung

Universelle Zoomeinheit
*DIC : Differenzialinterferenzkontrast
* Schérfentiefe — ) Y
*3-CMOS-Modus mit hoher
Auflésung

Standard motorgesteuerte
ausstattung Zoomeinheit des
Mikroskops

Standard-Zoomeinheit [ ] (] -

Mikroskopieverfahren
BF  :Hellfeld (HF)
DF  :Dunkelfeld
OB  :Schrégbetrachtung L o ® L
MIX :MIX
POL :Polarisiertes Licht

Mikroskop Schwenkbares Stativ (+ 90°) — Y _ °®
stativ Aufrechtes Stativ [ ) _ P _

Motorgesteuerter XY-Tisch, ®
drehbar (+ 90°)

Tisch Motorgesteuerter XY-Tisch = [ ) [ ) =
Manueller XY-Tisch [ ] —
Konsole — [ ] [ ] [ ]

Objektiv mit sehr langem
Arbeitsabstand

Objektive* Objektiv mit langem *Siehe Objektivauswahl auf Seite 27 bis 28
Arbeitsabstand

UIS2-Objektiv

Anwendungssoftware

Sonstiges KalibrierungsmaBstab
PC-Steuerung/Anzeigemonitor

Option Diffusionsadapter

Adapt
apter Adapter zur

Reflexionsvermeidung

Kantendetektionsmessung
Software

ool oo

Partikelanalyse

oo oo
Oooo oo
Oooo oo

Sonstiges Koffer flr Objektive und Tisch

O

@ : Standard []: Option

520 100

312

381




Systemuberblick

Universal zoom head
DSX10-UzH

Objective

Super long working

Super long working

Standard zoom head
4 DSX10-SZH

distance objective lens distance objective lens
DSX10-SXLOB1X DSX10-SXLOB3X
DSX10-SXLOB10X

@ for XLOB

Lens attachment for UIS

E = (Three pieces as one set)

Lens attachment

1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
: (Two pieces as one set) DSX10-LAUIS :
DSX10-LAXL
1 1
' i [] ] , '
1 Long working Adapter 1
1 distance objective lens UIS2 objective lens = BD-M-AD 1
1 DSX10-XLOB3X MPLFLN5XBDP '
: DSX10-XLOB10X MPLFLN10XBDP :
' DSX10-XLOB20X MPLFLN20XBDP UIS2 objective lens 1
1 DSX10-XLOB40X MPLFLN50XBDP MPLAPONS0X !
: LMPLFLN10XBD MPLFLN1.25X :
! LMPLFLN20XBD MPLFLN2.5X 1
1 LMPLFLN50XBD 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 — 1
' [ ] [ | [ | '
1 1
1 1
1 1
i — = % — :
1 X P . P " L Storage case 1
1 Polarized illumination adaptor  Diffused illumination adaptor Diffused illumination adaptor DSX10-LC 1
1 for DSX10-SXLOBX for DSX10-SXLOB1X/10X for DSX10-SXLOB3X (Three pieces of lens attachments) 1
: DSX10-POAD DSX10-DIAD1X10X DSX10-DIAD3X P :
1 1
i .
B i e .
1 1
, Stage '
1 1
1 1
: E Adaptor for manual stage :
Rotatable motorized Motorized XY stage DSX10-MSTAD

, L] XY stage L] DSX10-MTS ,
1 DSX10-RMTS 1
' Manual stage !
: U-SIC4R2 !
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 Wafer holder plate 1
: | U-wHP2 Stage plate :
! | U-MSSP4 !
1 1
1 1
. .’"é\} Rotatable wafer holder ,
1 A BH2-WHR43 1
1 1
1 1
1 1
1 1
L e e e e e mmmmm e mmmmmmmmmm———mmmmmmmm === = m e = = = == = = = == === M
P e e e - L .

. 1
: Microscope Control box '
' frame !
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
: ( Tilting frame Upright frame :
' DSX10-TF DSX10-UF '
: ° - :
1 Control box '
' . g DSX10-CB ,
1 1
1 1
1 1
1 1

[l

LED transmitted light illuminator
DSX10-ILT

Calibration sample
DSX-CALS-HR

Console
DSX10-CSL

=

Basic software
DSX10-BSW

—3
——

(Optional software)

Edge detecting measurement software
DSX10-ASW-EDM

Particle analysis software
DSX10-ASW-PAM

PC Display monitor
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Objektive

Objektiv mit sehr langem

Arbeitsabstand

@ Ermoglicht einen langen Arbeitsabstand
zwischen Probe und Objektiv

Objektiv mit langem Arbeitsabstand
und hoher Auflésung

848

Hochleistungsfahiges Objektiv mit hoher
numerischer Apertur
@ Bietet eine hohe Leistung im Nanometerbereich

@ Bietet eine hohe Aufldsung
und einen langen

Arbeitsabstand

VergréBerung auf Monitor 20X

Objektivmodell

DSX10-SXLOB1X

DSX10-SXLOB3X

DSX10-SXLOB10X

DSX10-XLOB3X

DSX10-XLOB10X

DSX10-XLOB20X

DSX10-XLOB40X

MPLFLNSXBDP

MPLFLN10XBDP

MPLFLN20XBDP

MPLFLN50XBDP

MPLAPONS0X

LMPLFLN10XBD

LMPLFLN20XBD

LMPLFLN50XBD

40X 100X 200X

42X - 420X
70X - 700X




500X 1000X 2000X 5000X 7000X

Arbeitsabstand Sehfeld

(mm) (um)

51,7 0,03 19200 - 2740
. 66,1 0,09 9100 -910
41,1 0,20 2740 - 270
. 30,0 0,09 9100 -910
30,0 0,30 2740 - 270
] 12,0 0,15 5480 - 550
10,0 0,25 2740 - 270

*Das DSX10-SXLOB1, 3, 10X und DSX10-XLOB3X untersttzt keine Polarisation (PO).
*Das MPLAPONS5O0X unterstitzt kein Dunkelfeld (DF) und keine gemischte Betrachtungen.
*Das MPLFLN1.25, 2.5X unterstutzt Hellfeld (BF) und Schragbetrachtung (OBQ).

Olympus Objektivverarbeitungssystem Olympus erweitertes Technikentwicklungsprogramm

Es wurde ein automatisiertes Objektivverarbeitungssystem entwickelt, fuhrt zur Medaille am Gelben Band (japanische
um die Optik von hochster Qualitat zu ermdglichen. Daraus resultieren Ehrenmedaille)

1/10000 mm Objektive fur eine Verarbeitung von hdchster Prazision.
2018 wurde Olympus die Medaille am Gelben Band (japanische

Ehrenmedaille)( fir die Entwicklung einer erweiterten Methode mittels
eines Objektivs zur Bearbeitung mit einer Prazision von bis zu 2 pm
verliehen. Als Teil dieses Programms wurden junge Ingenieure von
leitenden Ingenieuren wahrend der Fertigung von Objektiven angeleitet.
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Spezifikationen

Technische Angaben zur Haupteinheit

DSX10-SzH DSX10-UzH
Optisches System Telezentrisches optisches System
Zoom-Verhéltnis 10X (motorgesteuert)
Zoom-VergréBerungsmethode Motorgesteuert
Kalibrierung Automatisiert
Og;gg:ss Objektivvorrichtung aktualisieren automatisch die Angaben zu VergréBerung und Sehfeld
Max. GesamtvergréBerung (auf Bildschirm) 7,000x
Arbeitsabstand 66,1 mm
L ) . ~ 1 Genauigkeit der VergréBerung: 3 %
Genauigkeit und Wiederholoarkeit (x/y-Ebene) Wiederholbarkeit der VergroBerung: + 2 % = 80 n - 1
Wiederholbarkeit (z-Achse)*” Wiederholbarkeit (Héhe): 0 n—1 <1 um
Bildsensor 1/1,2 Zoll, 2,35 Mio. Pixel Farb-CMOS
Kuhlung Peltier-Kihlung
Bildfrequenz 60 fps (max.)
Kamera

Normal 1200 x 1200 (1:1)/1600 x 1200 (4:3)
Fein Nicht verflgbar 1200 x 1200 (1: 1) / 1600 x 1200 (4: 3)
Sehr fein Nicht verfiigbar 3600 x 3600 (1: 1) / 4800 x 3600 (4: 3)
Farblichtquelle LED
Lebensdauer 60000 Stunden (Designwert)
HF (Hellfeld) Standard
OBQ (Schréagbetrachtung) Standard

Standard
DF (Dunkeffeld) LED-Ringbeleuchtung in vier Bereiche aufgeteilt

Standard

. . MIX (Hellfeld + Dunkeifeld) Gleichzeitige Betrachtung mit HF + DF
Mikroskopie
PO (Polarisation) Standard
DIC (Differenzialinterferenzkontrast) Nicht verflgbar | Standard
Kontrast Standard
Scharfentiefe Nicht verfligbar | Standard
Durchlicht Standard*®
Fokussierung Motorisiert
Fokus

Hub 101 mm (motorgesteuert)

*1 Kalibrierung durch einen Servicetechniker von Olympus oder den Handler ist erforderlich. Um die Genauigkeit von XY zu garantieren, ist die Kalibrierung mit DSX-CALS-HR
(Kalibrierprobe) erforderlich. *2 Mit einem Objektiv flir 20X oder hoher. *3 Optionales DSX10-ILT ist erforderlich.

Objektiv DSX10-SXLOB DSX10-XLOB uis2
Maximale Objekthéhe 50 mm 115 mm 145 mm
Max. Probenhéhe (Freiwinkel-Betrachtung) 50 mm
Parfokalabstand 140 mm 75 mm 45 mm
Objektiv
Objektivvorrichtung Integriert mit Objektiven Verfligbar
GesamtvergroBerung 20X - 1400X 42X - 5600X 23X™ - 7000X
Tats&chliches Sehfeld 19200 pm - 270 ym 9100 pm - 70 pm 17100 pm - 50 um
Diffusionsadapter (optional) Verfligbar Nicht verfligbar
Adapter
Adapter zur Reflexionsvermeidung (optional) Verfligbar Nicht verfigbar
- . Anzahl Objektive, die befestigt werden Bis zu einem Objektiv . . . -
Objektivvorrichtung Kénnen (Objektiv besitzt Vorrichtung) Bis zu 2 Objektive Bis zu 3 Objektive
Objektivaufbewahrung Drei Objektive konnen verstaut werden

*4 GesamtvergréBerung mit MPLFLN1.25X

Tisch DSX10-RMTS DSX10-MTS U-SIC4R2

XY-Tisch: motorgesteuert/manuell Motorgesteuert (mit Rotationsfunktion) Motorgesteuert Manuell

Hubautomatikmodus : 100 mm x 100 mm
X¥-Hub Rotationsautomatikmodus : 50 mm x 50 mm 100 mm > 100 mm 100 mm x 105 mm

Tisch . . Hubautomatikmodus : + 20° " -
Rotationswinkel Rotationsautomatikmodus : + 90° Nicht verfligoar
Anzeigerotationswinkel BENUTZERSCHNITTSTELLE Nicht verfugbar
Belastung 5kg 1 kg
Stativ Aufrechtes Stativ Schwenkbares Stativ Anzeige 23 - Zoll-Flachbildschirm
z-Achsen-Hub 50 mm (manuell) Auflésung 1920 (H) x 1080 (V)
Betrachtung mit . . .
Schwenkwinkeln Nicht verfugbar +90
Schwenkwinkelanzeige Nicht verfligbar BENUTZERSCHNITTSTELLE
Schwenkwinkelmethode Nicht verfligbar Manuell, Fixier-/Einstellnebel
Gesamtsystem System mit aufrechtem Stativ System mit schwenkbarem Stativ
Gewicht (Stativ, Objektiv, motorisierter Tisch, Anzeige und Konsole) 43,7 kg 46,7 kg
Leistungsaufnahme 100V -120V/220V - 240V, 1,1 A/0,54 A, 50 Hz/60 Hz
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www.olympus-ims.com

©® Die OLYMPUS CORPORATION ist nach ISO14001 zertifiziert.
® Die OLYMPUS CORPORATION ist nach 1ISO9001 zertifiziert.

* Alle Namen von Unternehmen und Produkten sind ei i und/oder i ihrer jeweiligen Inhaber.
* Leistungsmerkmale und andere in dieser Broschure angegehene Zanlenwene stiitzen sich auf die Beurteilung durch Olympus vom September 2017. Anderungen uhne Vorankiindigung seitens des Herstellers bleiben vorbehalten.
* Die Informationen in dieser Broschiire, eil igkeit, stiitzen sich auf die von Olympus iten finden Sie im

* Die Bilder auf den PC-Bildschirmen sind simuliert.
* Der Hersteller behalt sich Anderungen der technischen Daten und des Designs ohne Vorankiindigung oder Verpflichtung vor.

OLYMPUS

OLYMPUS CORPORATION

Shinjuku Monolith, 2-3-1, Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0914, Japan
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